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RESUMO

A necessidade de se melhorar os lubrificantes para uso espacial, aeronautico e
industrial tem colocado em evidéncia os estudos sobre o DLC (diamond-like carbon),
devido ao seu baixo coeficiente de atrito, alta resisténcia e alta durabilidade. Este
trabalho consiste na deposicdo de filme de DLC sobre substrato metalico de liga de
titinio TicAl4V, este tipo de liga tem aplicacdes espaciais e industriais. O método
utilizado para a deposi¢@o dos filmes DC Pulsada PECVD (Plasma Enhanced Chemical
Vapor Deposition - Deposi¢ao Quimica na Fase Vapor Assistida por Plasma) apresenta
o melhor custo/beneficio devido as boas taxas de crescimento e escalonabilidade. Uma
mistura de hidrocarbonetos, como por exemplo, o metano e o heptano e/ou acetileno
sdo utilizados como precursores para a deposicdo dos filmes de DLC com alta
aderéncia sobre o substrato de TicAlsV. Algumas técnicas de caracterizagcdes como
espectroscopia de espalhamento Raman, perfilometia e ensaios triboldgicos sdo
normalmente utilizadas para avaliar a qualidade dos filmes e a sua adesdo com o
substrato utilizado. Um estudo comparativo entre os diferentes precursores de DLC
utilizados pode ser obtido a partir dessas caracterizagoes.
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